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【講演概要】 

PZT 薄膜をジャイロ、インクジェットは商用化に成

功した代表的な圧電 MEMS として知られている。

近年ではオートフォーカス用アクチュエータ、光ス

キャナ、超音波センサなどが商用化されつつあり、

ファウンダリ環境も国内外で整いつつある。 
我々は 10 年以上前から高圧電定数 PZT 薄膜の

形成[1-3]（図 1）、MEMS プロセス[4,5]など（図 2）

の圧電 MEMS 基盤技術を開発し、これによりさま

ざまな応用デバイス[6-10]（図 3）を開発してきた。

ここ数年では無線センサネットを用いたモニタリン

グデバイスへの応用（図 4）に注目し、無電力セン

サとして非常に有望であることを実証してきた。 
本報告では我々がこれまでに確立してきた圧電

MEMS の基盤技術を紹介するとともに、開発して

きた応用デバイスを紹介する。 

 

Fig. 1. Piezo. constant -d31 of PZT thin films. 

 

Fig. 2. Processed 4 inch piezo. MEMS wafer.  

 

Fig. 4. Developed various kinds of piezoelectric 

MEMS devices. 

 

 

Fig. 4. Application to monitoring devices based on 

wireless sensor network. 
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